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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浴室内に臨む空気の吸込口と、浴室内に臨む空気の吹出口と、前記吸込口から前記吹出
口に至る循環用通路と、前記循環用通路に設けられた熱源と、浴室内に送風又は浴室内の
空気を循環する送風機と、前記循環用通路の前記熱源の上流側から分岐して前記循環用通
路を流通する空気流に正負イオンを供給するためのイオンダクトと、前記イオンダクトに
設けられ沿面放電によって正負イオンを発生するイオン発生装置とを備え、
　前記イオン発生装置は前記送風機の下流に設けられ、浴室内の空気が、前記吸込口から
吸い込まれ、前記送風機を通って、前記熱源に導かれる風路と、前記イオンダクトとに分
かれて導かれるようにしたことを特徴とする浴室空調装置。
【請求項２】
　浴室内に臨む空気の吸込口と、浴室内に臨む空気の吹出口と、浴室内の空気を屋外へ排
気するための換気口と、前記吸込口から前記吹出口に至る循環用通路と、前記循環用通路
に設けられた熱源と、前記吸込口から前記換気口に至る排気用通路と、浴室内に送風又は
浴室内の空気を循環する送風機と、前記循環用通路の前記熱源の上流側から分岐して前記
循環用通路を流通する空気流に正負イオンを供給するためのイオンダクトと、前記イオン
ダクトに設けられ沿面放電によって正負イオンを発生するイオン発生装置とを備え、
　前記イオン発生装置は前記送風機の下流に設けられ、浴室内の空気が、前記吸込口から
吸い込まれ、前記送風機を通って、前記熱源に導かれる風路と、前記イオンダクトとに分
かれて導かれるようにしたことを特徴とする浴室空調装置。
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【請求項３】
　浴室内に臨む空気の吸込口と、浴室内に臨む空気の吹出口と、前記吸込口から前記吹出
口に至る循環用通路と、前記循環用通路に設けられた熱源と、浴室内に送 風又は浴室内
の空気を循環する送風機と、前記循環用通路の前記熱源の上流側から分岐して前記循環用
通路を流通する空気流に正負イオンを供給するためのイオンダクトと、前記イオンダクト
に設けられ沿面放電によって正負イオンを発生するイオン発生装置と、前記イオンダクト
を分岐させて前記イオンダクトの出口を前記吹出口と前記循環用通路の両方に開口させる
分岐部と、該分岐部に設けられ前記イオンダクトの出口を切り換えるダンパーとを備え、
　前記イオン発生装置は前記送風機の下流に設けられ、浴室内の空気が、前記吸込口から
吸い込まれ、前記送風機を通って、前記熱源に導かれる風路と、前記イオンダクトとに分
かれて導かれるようにしたことを特徴とする浴室空調装置。
【請求項４】
　浴室内に臨む空気の吸込口と、浴室内に臨む空気の吹出口と、浴室内の空気を屋外へ排
気するための換気口と、前記吸込口から前記吹出口に至る循環用通路と、前記循環用通路
に設けられた熱源と、前記吸込口から前記換気口に至る排気用通路と、浴室内に送風又は
浴室内の空気を循環する送風機と、前記循環用通路の前 記熱源の上流側から分岐して前
記循環用通路を流通する空気流に正負イオンを供給するためのイオンダクトと、前記イオ
ンダクトに設けられ沿面放電によって正負イオンを発生するイオン発生装置と、前記イオ
ンダクトを分岐させて前記イオンダクトの出口を前記吹出口と前記循環用通路の両方に開
口させる分岐部と、該分岐部に設けられ前記イオンダクトの出口を切り換えるダンパーと
を備え、
　前記イオン発生装置は前記送風機の下流に設けられ、浴室内の空気が、前記吸込口から
吸い込まれ、前記送風機を通って、前記熱源に導かれる風路と、前記イオンダクトとに分
かれて導かれるようにしたことを特徴とする浴室空調装置。
　                                                                          
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衣類及び浴室内を乾燥又は換気又は暖房するために使用される浴室空調装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、夫婦共稼ぎの増加におり夜間等を利用して洗濯物を室内にて乾かしたいとの要望
が増大してきた。また冬場等寒い時期に浴槽の湯に浸かる前の浴室内が冷えており、入浴
前の浴室を暖めておきたいという要望が増加してきている。
【０００３】
　そこで、従来から衣類及び浴室内を乾燥又は換気又は暖房するための浴室空調装置が種
々提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　また、負イオン発生手段を内蔵し、負イオンを含んだ空気を浴室内に送風するものも知
られている（例えば、特許文献２参照。）。負イオンは精神を安定させ、呼吸器の機能を
高める効能を持つと言われている。
【０００５】
　一方、浴室は高温多湿の空間であり、入浴後換気を行なってもしばらくは湿気が残るた
め、タイルや天井にカビが生え、非衛生になりやすい。そのため、浴室の清掃時に塩素系
の薬剤を散布してカビを取り除かねばならず、清掃に手間を要するだけでなく、薬剤の刺
激臭で気分が悪くなるという問題があった。
【０００６】
　そこで、オゾン発生装置などの空間殺菌装置を浴室内に設置し、空気中に浮遊するカビ
の胞子を殺すことにより、タイルや天井へのカビの付着を防ぎ、カビの生えない清潔な浴
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室環境を実現する提案がなされている（例えば、特許文献３～６参照。）。
【特許文献１】特開２００２－３３３１５３号公報
【特許文献２】特開２００２－１３０９４５号公報
【特許文献３】特開２００２－２５３６４７号公報
【特許文献４】特開２００２－３３３１５８号公報
【特許文献５】特開２００２－３３３１６２号公報
【特許文献６】特開２００２－１６２１０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、オゾンガスは人間に有害な物質なので、オゾン発生装置は浴室に人が出
入りしない時間帯を選んで運転させることが必要であり、処理後も残留オゾンガスが安全
な濃度に低下するまで浴室に入室できないなど不都合な点が多々あった。
【０００８】
　そこで、正負イオンを発生するイオン発生装置を浴室に設けて、正負イオンを浴室空間
に供給して空気中の浮遊菌を不活化することにより、カビの発生を抑えることが提案され
ている。正負イオンは人体に無害なので、時間帯を選ばず、また人が浴室内にいるときで
も安心して放出することができる。
【０００９】
　正負イオン発生の原理は、誘電体が介在するように対向させた一対の電極間に家庭用交
流電源などから取った交流電圧を昇圧して印加することにより、コロナ放電を起こし、空
気中の酸素ないしは水分が電離によりエネルギーを受けてイオン化し、Ｈ+（Ｈ2Ｏ）m（
ｍは任意の自然数）と、Ｏ2

-（Ｈ2Ｏ）n（ｎは任意の自然数）が主体のイオンを放出する
ものである。これらＨ+（Ｈ2Ｏ）m及びＯ2

-（Ｈ2Ｏ）nは、浮遊菌の表面に付着し、化学
反応して活性種であるＨ2Ｏ2または・ＯＨを生成する。Ｈ2Ｏ2または・ＯＨは、極めて強
力な活性を示すため、これらにより、空気中の浮遊細菌を取り囲んで不活化することがで
きる。ここで、・ＯＨは活性種の１種であり、ラジカルのＯＨを示している。
【００１０】
　正負のイオンは浮遊細菌の細胞表面で式（１）～式（３）に示すように化学反応して、
活性種である過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）または水酸基ラジカル（・ＯＨ）を生成する。ここで
、式（１）～式（３）において、ｍ、ｍ'、ｎ、ｎ'は任意の自然数である。これにより、
活性種の分解作用によって浮遊細菌が破壊される。従って、効率的に空気中の浮遊細菌を
、不活化、除去することができる。
Ｈ+（Ｈ2Ｏ）m＋Ｏ2

-（Ｈ2Ｏ）n→・ＯＨ＋１／２Ｏ2＋（ｍ＋ｎ）Ｈ2Ｏ ・・・（１）
Ｈ+（Ｈ2Ｏ）m＋Ｈ+（Ｈ2Ｏ）m'＋Ｏ2

-（Ｈ2Ｏ）n＋Ｏ2
-（Ｈ2Ｏ）n' → ２・ＯＨ＋Ｏ2

＋（ｍ＋ｍ'＋ｎ＋ｎ'）Ｈ2Ｏ ・・・（２）
Ｈ+（Ｈ2Ｏ）m＋Ｈ+（Ｈ2Ｏ）m'＋Ｏ2

-（Ｈ2Ｏ）n＋Ｏ2
-（Ｈ2Ｏ）n' → Ｈ2Ｏ2＋Ｏ2＋

（ｍ＋ｍ'＋ｎ＋ｎ'）Ｈ2Ｏ ・・・（３）
【００１１】
　また、上記式（１）～式（３）は、空気中の有害物質表面でも同様に作用を生じさせる
ことができるため、活性種である過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）または水酸基ラジカル（・ＯＨ）
が、ホルムアルデヒドやアンモニアなどの化学物質を、酸化若しくは分解して、二酸化炭
素や、水、窒素などの無害な物質に変換することにより、実質的に無害化することが可能
である。
【００１２】
　その他、正イオンと負イオンには、インフルエンザウィルス、コクサッキーウィルスな
どのウィルス類も不活化する働きがあり、これらウィルスの混入による汚染が防止できる
。
【００１３】
　また、正イオンと負イオンには、臭いの元となる分子を分解する働きがあることも確か
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められており、空間の脱臭にも利用できる。
【００１４】
　したがって、この技術を浴室空調装置に利用すれば、浴室の雰囲気中のカビや菌を不活
化し、浮遊菌数を一定の水準以下に抑えておくことが可能である。正負イオンには浴室の
タイルや天井に付着したカビや菌を不活化する作用は小さいが、このように浮遊菌数を抑
えることで、カビや菌の付着を抑えることができる。
【００１５】
　正イオンと負イオンは金属などの障害物に接触すると、消滅する性質がある。このため
、イオン発生装置を浴室空調装置に設ける場合には、同一の風路にセラミックヒータ等の
熱源とイオン発生装置を配置するときは、必ずイオン発生装置を熱源よりも下流側に配置
して、正負イオン供給量の減少を抑えていた。
【００１６】
　しかしながら、セラミックヒータを吹出口のごく近くに配置した場合は、構成上イオン
発生装置をセラミックヒータの下流に持ってくることが困難である。
【００１７】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、正負イオンの消滅を抑えて浴室内へ
の正負イオン供給量を充分に確保することのできる浴室空調装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記目的を達成するために本発明の浴室空調装置は、浴室内に臨む空気の吸込口と、浴
室内に臨む空気の吹出口と、前記吸込口から前記吹出口に至る循環用通路と、前記循環用
通路に設けられた熱源と、浴室内に送風又は浴室内の空気を循環する送風機と、前記循環
用通路の前記熱源の上流側から分岐して前記循環用通路を流通する空気流に正負イオンを
供給するためのイオンダクトと、前記イオンダクトに設けられ沿面放電によって正負イオ
ンを発生するイオン発生装置とを備えたことを特徴としている。
【００１９】
　この構成によると、循環用通路の熱源の上流側から分岐したイオンダクト内でイオン発
生装置から正負イオンが発生し、発生した正負イオンはイオンダクトを通って最終的に循
環用通路を流通する空気流に供給される。
【００２０】
　浴室内に臨む空気の吸込口と、浴室内に臨む空気の吹出口と、浴室内の空気を屋外へ排
気するための換気口と、前記吸込口から前記吹出口に至る循環用通路と、前記循環用通路
に設けられた熱源と、前記吸込口から前記換気口に至る排気用通路と、浴室内に送風又は
浴室内の空気を循環する送風機と、前記循環用通路の前記熱源の上流側から分岐して前記
循環用通路を流通する空気流に正負イオンを供給するためのイオンダクトと、前記イオン
ダクトに設けられ沿面放電によって正負イオンを発生するイオン発生装置とを備えたこと
を特徴としている。
【００２１】
　この構成によると、循環用通路の熱源の上流側から分岐したイオンダクト内でイオン発
生装置から正負イオンが発生し、発生した正負イオンはイオンダクトを通って最終的に循
環用通路を流通する空気流に供給される。
【００２２】
　なお、入浴時にイオンダクトから吹出される風が直接体に当たると寒いので、前記イオ
ンダクトの出口を前記吹出口へ開口させるとともに、前記イオンダクトの入口を開閉する
ダンパーを設けて、浴室内が充分に暖房されるまでは、ダンパーによりイオンダクトの入
口を閉じておくとよい。或いは、前記イオンダクトの出口を前記循環用通路へ開口させて
、熱源を迂回するようにしてもよい。あるいは、前記イオンダクトを分岐させ、前記イオ
ンダクトの出口を前記吹出口と前記循環用通路の両方に開口させるとともに、その分岐部
に、前記イオンダクトの出口を切り換えるダンパーを設けて、浴室内が充分に暖房される
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までは、ダンパーによりイオンダクトの前記吹出口側の出口を閉じておくようにしてもよ
い。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、循環用通路の熱源の上流側から分岐するイオンダクトに、イオン発生
装置を設け、イオンダクト内で発生させた正負イオンを循環用通路を流通する空気流に供
給するようにしたから、正負イオン量を減少させる障害物である熱源を循環用通路から分
岐するイオンダクトによって回避することができ、正負イオンの消滅を抑えて浴室内への
正負イオン供給量を充分に確保することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図１は、本発明に係る浴室空調装
置の斜視図であり、図２は、浴室への取り付け状態を示す模式図である。この浴室空調装
置１は、天井板２の開口部３の内部に装着する本体４と、天井板２の下方に位置するよう
に本体４に取り付けられるパネル５とによって大略構成される。天井板２の開口部３は、
パネル５が浴室１１内部の浴槽１２の上に位置するように形成されている。パネル５上に
は、人の存在を検知する人体センサー１４が設けられている。
【００２５】
　パネル５中央には、幅の異なるスリット状の通気口が左右に並んで２つ設けられている
。つまり、左側に幅の広い吸込口６が形成され、右側に幅の狭い吹出口７が形成されてい
る。
【００２６】
　浴槽１２の隣は洗い場１３であり、天井板２の洗い場１３の上方に位置する部分には点
検口１５及び蓋１６が設けられている。ドア１７には通風口となるガラリ１８が形成され
ている。浴室１１の外側の壁面には浴室空調装置１のコントローラ１９及び配電盤２０が
配置されており、コントローラ１９及び配電盤２０は浴室空調装置１に電力線及び制御線
によりそれぞれ接続されている。また、本体４は排気ダクト２１，２２に接続されており
、本体４にて吸引した浴室１１の空気を屋外に排気できるようになっている。
【００２７】
　図３は、浴室空調装置１の概略断面図である。本体４内の上部左方には、水平方向に回
転する軸流式のファン２４が設けられている。ファン２４は、本体４上面の外側に設けら
れたファンモータ２５の軸に固定されている。さらに、本体４内は、ファンケーシングを
兼ねる間仕切り部材２７により、下部左方の部屋２８と、上部及び右方の部屋２９とに仕
切られている。間仕切り部材２７は、ファン２４の下面と向かい合う部分が部屋２８に臨
む導入開口部２７Ａとして、パネル５の吹出口７に向かい合う部分が排出開口部２７Ｂと
してそれぞれ筒状に形成されている。パネル５の吸込口６を介して浴室１１内と部屋２８
とが連通し、導入開口部２７Ａを介して部屋２８，２９が連通し、排出開口部２７Ｂの下
流端に重なる吹出口７を介して部屋２９と浴室１１内とが連通している。部屋２８はファ
ン２４の上流域、部屋２９はファン２４の下流域となる。
【００２８】
　本体４内には、吸込口６から部屋２８，２９を経て吹出口７へ至る循環用通路と、吸込
口６から部屋２８，２９を経て換気口８へ至る排気用通路とが形成される。循環用通路と
排気用通路との分岐部には、ファン２４の空気流をどちらか一方若しくは双方に切り替え
るダンパー９が設けられている。
【００２９】
　ここでは、循環用通路と排気用通路を切り替えるために、ダンパー９を用いたが、これ
に限定されない。
【００３０】
　部屋２９のダンパー９より下流側に位置する循環用通路、すなわち導入開口部２７Ｂ内
に、セラミックヒータ３０等の加熱手段による熱源が設けられている。セラミックヒータ
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３０のさらに下流側には、正負イオンを発生するイオン発生装置２３が設けられている。
このイオン発生装置２３の放電面２３Ａは、空気排出開口部２７Ｂを流れる空気流に沿う
ように配置されており、イオン発生装置２３から発生した正負イオンが空気流に乗って吹
出口７から浴室１１内に供給されることになる。空気排出開口部２７Ｂの内壁には、イオ
ン発生装置２３の下流側で該イオン発生装置２３と隣接するように平板型のシールド４７
が回転可能に固定されている。シールド４７は、図３～図５のように水平方向を向いて放
電面２３Ａを水滴から保護する閉じた位置と、図６のように空気排出開口部２７Ｂの内壁
に沿う開いた位置との間で回転して姿勢を変更することができる。部屋２９のダンパー９
よりも上流側には、湿度センサー３１が設けられている。
【００３１】
　図７は、イオン発生装置２３の概略拡大断面図である。イオン発生装置２３は、平板型
の誘電体を介在させて対向配置された電極を有するイオン発生素子２１０や昇圧トランス
（図示せず）などを箱型のケーシング２１１に収容したものである。イオン発生素子２１
０は、ケーシング２１１の一面に設けられた矩形の開口を枠として取り付けられており、
その露出面は放電面２３Ａを形成している。また、イオン発生素子２１０の裏面には、抵
抗発熱する平板型のヒータ４８が貼り付けられており、必要に応じてこのヒータ４８に通
電することにより、イオン発生素子２１０を加熱することができるようになっている。
【００３２】
　図８は、浴室空調装置１の制御ブロック図を示している。マイコンから成る制御部３２
は配電盤２０に接続され電源の供給を受けて、ファン２４の回転数、ダンパー９，４７の
位置、セラミックヒータ３０、ヒータ４８やイオン発生装置２３への通電を制御する。従
って、これらの動作をコントローラ１９の操作に基づいて個別に制御することにより、さ
まざまな運転モードが実現される。代表的な運転モードには、暖房、換気、涼風、乾燥と
いう４つがある。また、制御部３２は時間を計測するタイマー３３を内蔵しており、使用
者は所定の時刻に電源が入る入タイマーと電源が切れる切タイマーを切り替えて作動させ
ることができる。
【００３３】
　次に、浴室空調装置１の各運転モードについて図３～図６を参照して説明する。暖房モ
ードは、寒い冬の時期に浴室１１を入浴前に暖めておく運転モードであり、このモードが
選択されると、制御部３２は、図３に示すように、ダンパー９によって換気口８を閉じて
ファンモータ２５を駆動することにより、ファン２４の空気流を循環用通路に切換え、矢
印Ａのように浴室１１内の空気を循環させる。さらに、セラミックヒータ３０に通電され
る。セラミックヒータ３０で加熱された空気は浴室１１内に送られ、浴室１１内の温度が
上昇する。これにより、入浴前後の急激な温度変化による血圧上昇や不快感を防ぐことが
できる。なお、人体センサー１４が人の存在を検知すると、イオン発生装置２３を駆動し
て負イオンを発生させてもよい。また、このモードが選択されると、図３のように、シー
ルド４７が閉じ、イオン発生装置２３の放電面２３Ａの下流域が遮へいされる。これによ
り、浴室１１内で飛び散った水滴が吹出口７を通過して本体４内に侵入しても、シールド
４７で保護されるので、放電面２３Ａに水滴が付着するのを防止することができる。
【００３４】
　換気モードは、強力な換気機能で浴室１１を乾燥させる運転モードであり、このモード
が選択されると、制御部３２は、図４に示すように、ダンパー９によって空気排出部２７
Ａの入口を閉じてファンモータ２５を駆動することにより、ファン２４の空気流を排気用
通路に切換え、矢印Ｂのように浴室１１内の空気を屋外に排気する。このとき、セラミッ
クヒータ３０には通電しない。浴室１１内の湿った空気は、屋外に排気され、浴室１１内
が乾燥する。なお、イオン発生装置２３を任意で駆動してもよく、この場合は、正負イオ
ンがダクト２１内に送られ、ダクト２１内に浮遊するカビや雑菌が不活化される、ダクト
２１内にカビが発生するのを防止することができる。また、このモードが選択されると、
図４のように、シールド４７が閉じ、イオン発生装置２３の放電面２３Ａの下流域が遮へ
いされる。これにより、浴室１１内で飛び散った水滴が吹出口７を通過して本体４内に侵
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入しても、シールド４７で保護されるので、放電面２３Ａに水滴が付着するのを防止する
ことができる。
【００３５】
　涼風モードは、夏場など蒸し暑い時期の入浴中に浴室空調装置１を扇風機として使用す
るモードであり、このモードが選択されると制御部３２は、図５に示すように、ダンパー
９を中間の位置に固定してファンモータ２５を駆動することにより、ファン２４の空気流
が循環用通路と排気用通路の双方に流れるように切換え、矢印Ａのように浴室１１内の空
気を循環させるとともに、矢印Ｂのように一部を屋外に排気する。このとき、セラミック
ヒータ３０には通電しない。これにより、浴室１１内にゆるやかに送風され、入浴者は涼
むことができる。なお、人体センサー１４が人の存在を検知すると、イオン発生装置２３
を駆動して負イオンを発生させてもよい。また、このモードが選択されると、図５のよう
に、シールド４７が閉じ、イオン発生装置２３の放電面２３Ａの下流域が遮へいされる。
これにより、浴室１１内で飛び散った水滴が吹出口７を通過して本体４内に侵入しても、
シールド４７で保護されるので、放電面２３Ａに水滴が付着するのを防止することができ
る。
【００３６】
　この涼風モードにおいて、イオン発生装置２３から正負イオンを発生させてもよい。こ
のモードで正負イオンを発生させることは、セラミックヒータ３０等の熱源の影響を受け
ず、また浴室１１内の空気を排出しているので、湿度も下がりよりカビの防止に効果的で
ある。
【００３７】
　乾燥モードは、浴室１１に衣類などの洗濯物を吊るして乾燥させる運転モードであり、
このモードが選択されると、制御部３２は、上記涼風モードと同様、図６のように、ファ
ン２４の空気流が循環用通路と排気用通路の双方に流れるように切換える。さらに、セラ
ミックヒータ３０とイオン発生装置２３に通電される。セラミックヒータ３０で加熱され
た空気は浴室１１内に送られ、浴室１１内の温度が上昇する。洗濯物から蒸発した水分は
、屋外に排気され、洗濯物が乾燥する。また、このモードが選択されると、図６のように
、シールド４７が開き、イオン発生装置２３の放電面２３Ａの下流域が開放される。これ
により、イオン発生装置２３から発生した正負イオンが浴室１１内に送られ、浴室１１内
に浮遊するカビや雑菌が不活化されるので、浴室１１や洗濯物にカビが発生するのを防止
することができる。
【００３８】
　正負イオンの発生が適切に行なえるようにセラミックヒータ３０への通電を制御して、
温風と正負イオンなどを混ぜて浴室１１内に供給することもできる。浴室１１内の温度を
高めた方がイオン発生量が多くなる場合は、セラミックヒータ３０の通電を強にして発熱
量を増やし、温度を下げた方がよい場合には、セラミックヒータ３０への通電を弱にし、
発熱量を減らすようにすることもできる。なお、イオン発生装置２３がセラミックヒータ
３０の上流側等でセラミックヒータ３０の熱の影響を受け、イオン発生の阻害となる場合
を考慮して、この乾燥モード中や終了後にセラミックヒータ３０への通電をオフしたり、
発熱量が弱くなるよう通電を制御することにより、正負イオンをより多く発生させ浴室１
１内へ供給することができる。
【００３９】
　上記のように、浴室１１から直接飛んでくる水滴には、シールド４７でイオン発生装置
２３の放電面２３Ａをガードすることが可能であるが、放電面２３Ａ上の結露はシールド
４７では防ぎようがない。特に、各運転モード終了後の浴室１１内は湿気が充満している
ので、冷えた放電面２３Ａ上には結露が発生しやすく、有効な結露対策を採らねば放電面
２３Ａが濡れてしまい、次の乾燥モード実行時にイオン発生量が低下するなどの不都合が
生じる。
【００４０】
　そこで、以下のように放電面２３Ａの乾燥運転を行う。図９は、その制御フローチャー
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トである。イオン発生を伴う運転モードを選択すると、ステップ＃１でタイマー３３が作
動し、ステップ＃２，＃３でファン２４が駆動され、ヒータ４８に通電される。これによ
り、イオン発生素子２１０が加熱され、放電面２３Ａに送風されるので、放電面２３Ａ上
の水滴が速やかに蒸発し、結露を解消することができる。そして、ステップ＃４で一定時
間が経過すると、ステップ＃５でヒータ４８への通電がオフされた後、ステップ＃６でイ
オン発生装置２３が駆動され、ステップ＃７でイオン発生を伴う運転モードが実行される
ことになる。このときには、放電面２３Ａは充分に乾燥しており、正負イオンの発生量を
確保することができる。なお、ステップ＃１でヒータ４８に替えて、若しくはヒータ４８
と併用でセラミックヒータ３０に通電し、温風を放電面２３Ａに送るようにしてもよい。
【００４１】
　加熱手段は、放電面２３Ａに設けたヒータ４８等の熱源でもよいし、本体４の温風発生
用に設けられたセラミックヒータ３０等の熱源でもよく、双方を利用してもよい。また、
イオン発生装置２３のファン２４による送風のみとしてもよい。イオン発生装置２３の放
電面２３Ａを乾燥する水分除去運転は、単独のモードとして設けてもよいが、浴室空調装
置１の暖房、換気、涼風、乾燥モード等と連動させることが好ましく、イオン発生を行う
前に行うようにすることが好ましい。また、イオン発生スイッチにより、各モードと連動
せずに、使用者がイオン発生装置２３の放電面２３Ａの水分除去を行うことが好ましい。
【００４２】
　この水分除去運転は、タイマー３３の替わりに、図１０のように、湿度センサー３１を
使用して制御しても構わない。すなわち、図１０のステップ＃１１で湿度センサーが作動
し、ステップ＃１４で湿度が所定の基準値（例えば、４０％ＲＨ）以下になったと判断さ
れるまで、図９と同様の水分除去運転を行うものである。
【００４３】
　また、防滴水分除去手段として、図１４のように、セラミックヒータ３０等の熱源の上
流側にイオン発生装置２３を設ける構成としてもよい。ヒータ等の熱源によって、吹出口
７から誤ってシャワー等の水が吹きかかった場合にも、浴室１１内からの水滴の付着を防
止することができる。
【００４４】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。図１１は、第２の実施形態に係る浴
室空調装置（図３～図６参照。）の概略断面図である。この図において、上記第１の実施
形態に係る浴室空調装置１と共通の部材には同一符号を付し、その詳細な説明を省略する
。
【００４５】
　上述したように浴室空調装置１の暖房又は乾燥モードでは、温風を浴室１１内に吹き出
しているが、暖房又は乾燥効率を上げるため、セラミックヒータ３０をできるだけ吹出口
７の近くに配置するのが望ましい。
【００４６】
　一方、正負イオンは金属などの障害物に接触すると、消滅する性質がある。このため、
イオン発生装置２３を搭載した本発明に係る浴室空調装置１では、同一の風路にセラミッ
クヒータ３０とイオン発生装置２３を配置するときは、必ずイオン発生装置２３をセラミ
ックヒータ３０よりも下流側に配置して、正負イオン供給量の減少を抑えていた（例えば
、図３～図６参照。）。
【００４７】
　しかしながら、セラミックヒータ３０を吹出口７のごく近くに配置した場合は、構成上
イオン発生装置２３をセラミックヒータ３０の下流に持ってくることが困難である。そこ
で、図１１のように、排出開口部２７Ｂにセラミックヒータ３０の上流側で分岐するとと
もに、吹出口７へ開口するイオンダクト４９を間仕切り部材４７と同一の材料で設けて、
イオンダクト４９内の流路に放電面２３Ａが面するように、イオン発生装置２３を設けて
いる。
【００４８】
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　これにより、正負イオン量を減少させる障害物（セラミックヒータ３０）を回避するこ
とができ、浴室１１内への正負イオン供給量を確保することができる。なお、暖房モード
でイオン発生装置２３を駆動する場合は、このようにイオンと温風の吹き出しを別々にし
た場合には、入浴時にイオンダクト４９から吹出される風が直接体に当たると寒いので、
イオンダクト４９の入口にダンパー５０を設けて、浴室１１内が充分に暖房されるまでは
、イオンダクト４９の入口を閉じておくのがよい。あるいは、図１２のように、イオンダ
クト４９の出口４９Ａを導入開口部２７内の循環用通路に開口させ、セラミックヒータ３
０を迂回するようにしてもよい。あるいは、図１３のように、イオンダクト４９を分岐さ
せ、出口４９Ａを導入開口部２７内の循環用通路と吹出口７の両方に開口させるようにし
、その分岐部に設けたダンパー５１で浴室１１内が充分に暖房されるまでは、吹出口７側
の出口４９Ａを閉じておくようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る浴室空調装置の一例を示す斜視図である。
【図２】浴室に浴室空調装置を設置した様子を示す模式図である。
【図３】暖房モードにおける浴室空調装置の概略断面図である。
【図４】換気モードにおける浴室空調装置の概略断面図である。
【図５】涼風モードにおける浴室空調装置の概略断面図である。
【図６】乾燥モードにおける浴室空調装置の概略断面図である。
【図７】イオン発生装置の概略断面図である。
【図８】浴室空調装置の簡単な制御ブロック図である。
【図９】イオン発生を伴う運転モードにおけるイオン発生装置の放電面の乾燥運転の一例
を示す制御フローチャートである。
【図１０】イオン発生を伴う運転モードにおけるイオン発生装置の放電面の乾燥運転の他
の例を示す制御フローチャートである。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係る浴室空調装置の乾燥モードにおける概略断面図
である。
【図１２】上記浴室空調装置の他の例の乾燥モードにおける概略断面図である。
【図１３】上記浴室空調装置のさらに他の例の乾燥モードにおける概略断面図である。
【図１４】上記第１の実施形態に係る浴室空調装置の他の例の乾燥モードにおける概略断
面図である。
【符号の説明】
【００５０】
　　　１　　浴室空調装置
　　　４　　本体
　　　５　　パネル
　　　６　　吸込口
　　　７　　吹出口
　　　８　　換気口
　　　９　　ダンパー
　　　１１　浴室
　　　２３　イオン発生装置
　　　２３Ａ　放電面
　　　３０　セラミックヒータ
　　　３１　湿度センサー
　　　４７　シールド
　　　４８　ヒータ
　　　４９　イオンダクト
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